
マイクロ部品の凹溝にも成膜できるのは何故

マイクロ溝にはプラズマが生成されないのでＤＬＣが成膜出来ません。
マイクロ溝にプラズマを生成するには正のパルス電圧を印加して
溝に電子を供給する必要があります。
下記にプロセスを示します。
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